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纳米技术 原子力显微术测定
纳米薄膜厚度的方法

1 范围

本标准规定了使用原子力显微术(AFM)测量纳米薄膜厚度的原理、测试条件、设备、样品、测试步

骤和数据处理。
本标准适用于表面均匀、平整的纳米范围厚度的无机材料薄膜。较厚的和一些有机薄膜的膜厚测

定也可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T31227 原子力显微镜测量溅射薄膜表面粗糙度的方法

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
原子力显微术 atomicforcemicroscopy
通过检测探针和样品表面的相互作用力(吸引力或排斥力)来控制探针和样品间的距离从而获得表

面形貌的扫描探针显微镜技术。
[GB/T27760—2011,定义3.1]

3.2 
扫描长度 scanlength
从开始到结束一次扫描的距离。

3.3 
全幅扫描 raster
探针y 方向上逐步移动时在x 方向上反复扫描,也指这样的运动所扫描的区域。
[GB/T31226—2014,定义3.1.14]

4 原理

首先利用原子力显微镜(AFM)测试得到包含纳米薄膜台阶在内的微观形貌。原子力显微镜是使

用针尖接触样品表面,用同距离有关的针尖与样品间相互作用力作为反馈,反馈系统根据检测器电压的

变化不断调整针尖或样品z轴方向的位置,通过测量检测器电压对样品扫描位置的变化,从而得到样

品的表面形貌图像(见GB/T31227)。然后从形貌图中计算出薄膜和其基底的高度差数值,即得到了

薄膜的厚度。
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